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１．はじめに 

 ダイヤモンドライクカーボン（Diamond-like 

carbon: DLC）は高硬度，高絶縁性等の特徴を有する

アモルファスカーボンの一種である。これまでに，

低気圧プラズマ等を用いた DLC 成膜手法が開発さ

れており，主に機械部品の表面処理として実用化さ

れてきた。しかし，低気圧プラズマを用いた場合に

はその成膜速度は 0.02 m/min 程度と遅く生産効率

が高くないことや，高価な真空排気系を必要とする

ため，低コスト化が難しい点が指摘されている。一

方，近年の大気圧プラズマ生成技術を受け，我々は

大気圧プラズマを用いた DLC 成膜実験を実施して

いる[1]。本研究では，大気圧・準大気圧グロー放電

プラズマの生成・制御技術を駆使し，高速（1 m/min

程度）・大面積表面処理が期待できる DLC 成膜技術

開発を目的とする。 

２．実験結果 

本研究では平行平板電極とプラズマ引き出し用

バイアス電極からなるトリプル電極を用いてプラ

ズマを生成し成膜実験を行った（図 1）。この電極構

造により，ロール表面への DLC 成膜が可能となる。

放電用ガスとしてヘリウム，プロセス用ガスとしてア

セチレンまたはメタンを用いた。プラズマ生成用平行

平板電極間には石英ガラスが挿入されており，高繰り

返しパルス電圧（パルス幅：数s，繰り返し周波数：

～40 kHz）を印加し誘電体バリア放電が生成される。

また，プラズマ引き出し用電極にもパルス電圧を印加

することで，円筒形状の試料（SUS304）までプラズ

マを引き出し，成膜を行った。ここで，ロータリーポ

ンプを用いて，ガス圧力は 10 kPa～100 kPa で変化さ

せた。 

平行平板電圧とバイアス電圧の位相差を変化させ，バイアス電圧が数s 程度遅れるときにプラズマ発

光強度が最大となった。また，バイアス電圧およびガス流量を変化させ，円筒基板上に空間的に均一な

プラズマが得られる条件を見出し，成膜実験を行なった。その結果を図 2 に示す。講演では膜厚，ラマ

ン分光測定，膜硬度測定等の膜質の評価結果についても報告する。 
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図1 大気圧・準大気圧プラズマ生成・成膜装置 

Cylinder substrate (SUS304)

 

図2 成膜結果（ガス圧力70 kPa） 


